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(54}  LICHTELEKTRONISCHES FESTSPALTMIKROSKOP

(57) Ein lichtelektrisches Festspaltmikroskop umfaRt ein Bestrahlungssystemn (13 bis 20) fir die
Bestrahlung eines Strichmusters (12) mittels Licht, ein Objektiv (21) fir die Erzeugung eines Bildes
vom Strichmuster, einen Einzelspalt (24}, der an einer Stelle angeordnet ist, die dem Strichmuster
in bezug auf das Objektiv zugeordnet ist; einen lichtelekirischen Wandler (28) fir die Umwandiung
des Lichtes vom Spalt in ein elektrisches Signal, eine Gleichrichtungsschaltung (30) fir die .
Gleichrichtung eines elektrischen Signals vom lichtelektrischen Wandler und eine
Anzeigevorrichtung fiir die Sichtbarmachung des gleichgerichteten Signals. Das
Bestrahlungssystem erzeugt ein Paar von polarisierten Lichtstrahlen (P’, Q') mit senkrecht
zueinander ausgerichisten Polarisationsebenen, die abwechselnd zu festgesetzten Zeiten das
Strichmuster mit dem polarisierten Lichtstrahlenpaar beleughten. Fir die Ablenkung des
polarisierten Lichtstrahlenpaares vom Strichmusterr in unterschiedlichen Richtungen ist ein
optisches Ablenkelement {25) zwischen dem Strichmuster und dem Spalt vorgesehen. Es werden
unterschiedliche Abschnitte des Spaltes durch ein Paarvon polarisierten Lichtstrahlen beleuchtet,
die durch die optischen Ablenkelemente abgelenkt werden. Fig.1
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Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein lichtelektrisches Fest soaltmlﬁvoskoo
fiir den Nechweis einer Suallunﬂ gines Strichmusters auf einem
Objekt.

Charskteristik der bekannten tTechnischen Ldsungen:

Zg wurden verschiedene Arten von lichtelektrischen Mikroskopen
fir den optischen Nachweis einer Stellung eines Strichmusters
vorgeschlagen. Bin lichtelektrisches Vibrationsmikroskop wird

in "Photoelectric Microscope" (Lichtelektrisches iikroskop von

S. Sasayame, Hikon Techn. J., Fr. 2, S. 24 - 32, und in der ja-
panischen Patentverdffentlichung ¥r. 52-46694 von S. Sasayama
offenbart. Beli diesem lichtelektrischen Mikroskop wird ein
Lichtstrom, der durch einen Spalt geleitet wird, durch die mecha-
nigche Erschiitterung dieses Spaltes moduliert, an dem ein Strich-
muster (Skalenstriche), das Uber einem zu beirachtenden Objekt
angeordnet ist, abgebildet.

Der modulierte Lichtstrom wird empfangen und durch einen licht-
elektrischen Wandler in ein elsktrisches Signal umgewandelt, Dig-
ses elektrische Signal wird durch einen Vorverstérker verstirkt
und durch einen Synchrongleichrichier gleichgerichtet., Das gleich~
gevlcntete Slﬁnal wird von einem Anzeig lnstrument als eine Ver-
gchiebung des Strichmusters auf dem zu betrachtenden 0Objekt an-
gezeigt., Da der von einem lichtelektrischen Wandler empfangene -
Lichtstrom moduliert wird, ist bei dem lichielekirischen Mikrog-
kop die Anwendung eines Wechselsiromversiirkers mdglich., Demge-
mél kann das Signalstdrverhdltnis des nachgewiesenen Aus sgangs
verbessert werden.

Bei einem herkdmmlichen lichtelektrischen Iiikroskop, bei dem der
Spalt mechanisch in Schwingungen versetzi wird, verlagert sich

das Vibrationszentrum im Verlaufe der Zeit. Deshalb igt die Hach-
weisgensuigkeit durch diese Versrnlenuno eingeschrénkt, Fine
Vorrichtung zur Uberwindung dieses Nachteils wird in "Double
Diffraction Gratings As XKeys for High Contrast Alignment on Wa-

fer Steppers" von 3. Dubroeucq u.e., Sitzungsberichte der Intsrngtio-
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nalen Konferenz liber Mikrolithografie und Mikroscheliungstesh-
nik 1980, S. 181 - 190, Dieses Gerii weist die Verschi eo&ng

e
iner Ausrichtungsmarke eines Dop
Scheibchen in bezug auf die Mitte
tes iiber einer MeBmarke nach. Fin auf eine
Wandler auftreffender Lichistrom wird unte

akusﬁisch-optischen ¥adulators moduliert, Dadurch ist es mig-
_ g

terung zu verhindern, Es ist jedoch schwierig, das Gerd
zustellen, da Ilr den Nachweis der A“q“”cntung marke dis Dop-
pelbeugung herangezogen wird. Mit anderen Worten, bel dieser
Vorrichtung mu8 das Spaltmaf des Vielfachspaltes genau mift
einem Wert libereinsiimmen, der das Produkt eus dem Abstand
der Ausrichtungsmarken und einer Linsenvervrﬁﬁerung ist. Des
Weitersn ist es schwierig, sowohl die Ausrichtungsmarke als
auch den Vielfachspalt abzubilden.

Ziel der vorliegenden Er fdung ist die Schaffung eines lichi-
elektrischen Festspaltmikr roskopes, das die Stsllun

g
Strichmusters iber einem zu betrachtenden Objekt mit elner
2

grofen Genauigkeit nachweilSen kann, ohne daBl die Nechwelss
genauigkeit infolge mechanischer Schwingungen, die beispiels~

po S
=
<

weige auf den Spalt einwirken, vermindert wird.

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung is? die Schaffung

0]

ines lichtelektrischen Festspaltmikroskopes, das sich leicht
nstellen 1EB%.
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Darle"“ﬂﬁ deg Wesens der Brfindung

Teitere Ziele der vorliegenden Erfindung wurdsn erreicht
duroh die Schaffung des lichbelektrischen Fesispalimikroslko-

pes bestehend aus:
Bestrahlungselement flir die Bestrahlung sines Strichmusters
in eSUgesetZueﬂ Perioden iliber einem zu betrachtanden Gegen-

stand mit einem Polarisationslichtsirahlenpaar mit zuesinander

senkrechten Polarisationsebenen; Bilderzeugungssismens
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‘wechselnd durch ein polarisiertss Lichtsirahlanpaar, das

durch dasg optische Ablenkelement abgelenkt wird, belesuchiet
werden; lichtelskirischer Wandler fiir die Umwandlung eines
polarisierten durch einen Spalt geworfenen Lichtstrahlenpea-

- res in ein elektrisches Signsl; Synchrongleichrichtungsschal-
tung flir die Gleichrichtung eines elektrischen Signals, das
von dem lichftelektrischen Wandler kommt, in Synchronitdt mit
der agbwechselnden Belsuchtung mittels des polarisierten Licht-
strahlenpaares, das von einem Bestrshlungselement kommt, wo-
durch ein gleichgerichietes Signal erzeugt wird; und eine An-
zeigevorrichtung fiir die Sichibarmachung dss gleichgerichie-
ten Signales. Mit dieser Anordnung kann in den lichtelasktri-
schen Wandler eingegebenss Licht f{rei von mechanischer Zr=-
schiitferung moduliert werden. Somit kann eine Minderung der
Nachweisgenauigkeit infolge mechanischer Erschitterung ver-
hindert werden. Des weitseren kOnnen Einstellungen ganz einfach
vorgenommen werden, da auf dis Anwendung der Doppelbeugung
verzichtet wird.

Ausfibrungsbeigpiele:

Diese und weitere Ziele und Vorteile dsr Erfindung werden an-
hand der folgenden Beschreibung unter Bezugnahms suf die zuge-
horigen Zeichnungen offenbar. Es zeigen

Flgur 1: eine schematische Darstellung einer ersten Ausfih-
rungsform eines erfindungsgemiBen lichitelektrischen Festspalt-
mikroskopes; A
Flgur 24 und Figur 2B: Signalwellenformen zur Darsiellung

der Anderung des polarisierten Lichtes mit der Zeit fiir den
Beleuchtungszweck gemiB Pigur 1;

. figur 3: ein Diagramm fiir die Darsftellung der Arbeitsweise
eines optischen Ablenkslementes, das bei dem Ausfihrungsbei-
gpiel gem#B Figur 1 dargestellt wird;
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figur 4: eine schematische Darstellung einss zweiten Ausfiih-
rungsbeispiels eines erfindungsgemiBen lichtselektrischen Fest-
spaltmikroskopes;

Figur 5 und Figur 6: schematische Darstellungen einer ockels—
Zelle und einer Xerr-Zelle;

Pigir 7: eine Signalwellenform eines Spannungssignels, dzs an
einem alakt”oontlscnen Modulator, der bei dem Ausfuhrunbsbel—
spiel gemdB Figur 4 verwendet wird, angelegt wird;

Pigur 8: eine schematische Darstellung einer dritten Ausfiin-
rungsform eines erfindungsgeméiflen lichtelektrischen Festspalt-
mikroskopes;

Figur 9 und Figur 10: schematische Darstellungen einer Faraday-
Zelle und einer Cotton~-Mouton-Zelle;

jebelal

Figur 11: eine schematische Darstellung einer vierten Ausftiih-
rungsform elnes erfindungsgeméfen lichitelektrischen Pestspaltb-
mikroskopes;

Eine erste Ausfihrungsform eines erfindungsgem#Ben lichtelektri-
Schen Mikroskopes wird unter Bezugnahme auf Figur 1 beschrieben.
In dieser Zeicknung bezeichnet die Bezugszahl 11 eine Skalenplat-
te, die mit einer Reihe von Marken oder Gradeinvteilungen (Strich-
muster) versehen und aus einem lichtdurchligsigen Material ner-
gestellt ist.

Unter der Skslenplatte 11 ist ein Strehlungsmechanismus vorge-
gehen, der aus einer Lichtquelle 13, Halbgpiegeln oder halb-
durchléssigen Spiegeln 14 und 15, Umlenkspiegeln 16 und 17, Po-
larisationsplatten 18 und 19 und einer Zerhacker "gcheibe 20
(Llch*modulator) bestenht. Bel einem Bestrahlungsmechanismus

148t man einen von einer Lichtquelle 13 emittierten Lichistranl
durch den qalbsplegel 14 auf die Polerisierungsplatts 18 und
durch den Halbspiegel 14 und iber den Umlenkspiegel 16 auf die



Polarisierungsplatte 19 fallen. Die Polarisierungsplatten 18
und 19 sind entsprechend der senkrecht zusinander verlaufen-
den Polarisierungsrichtungen angeordnet. Das Lichistranlenpaar,
das in diesen Richtungen linear polarisiert ist, 1#8t% men aus
den Zerhacker 20 auftreffen, bei dem es sich um eine lichtun-
durchlissige Scheibe handelt, an derem Umfang in begtimmten
Abstdnden Teile herausgeschnitten wurden. Durch Drehung der
Zerhackerscheibe 20 in der Richtung C wird das linear polari-
sierte Idchtstrahlenpasr P und Q in bestimmten Zeifabstinden T,
wie in den Figuren 2g und 2B gezeigt, zernackts, Die polarisisr-
ten Lichtsiranlen P und Q, die durch die Zerhackerscheibe 20
zerhackt wurden, werden durch den Halbspiegel 15 und iber den
Umlenkspiegel 17 und durch deun Halbspiegel 15 zur Bestrahlung
des Strichmusters 12 geleitet,

Die beiden Lichtstrahlen, die nachsinander und senkrecht Zu~-
einander polarisiert wurden, treffen sbwechselnd auf das Strich-
muster 12 der Skalenplaite 11 auf.

Zin ObJjektiv 21, das oberhaldb der Skalenplatﬁe 11 angeordnet
ist, erzeugt ein Bild von dem Sirichmuster 12 der Skalenplatte
11 am Spalt 24a der Spaltplatte 24. Zin optisches Ablenkele-
ment 25 wie beispielsweise eine Savart-Platte ist auf einer
optischen Achse des Objektives 21, das sich von dam Objektiv
21 bis zur Spaltplatte 24 erstreckt, angeordnet. Das optische
Ablenkelement 25 ist ein optischer XKristall mit Doppelbrechung,
der wie aus Figur 3 hefvorgeht, in einer gegebenen Richitung an-
geordnet ist. Ein Lichitstrom, der in einer Richtung D linear

- polarisiert wurde, die zu einer vorbestimmiten Richtung parallel
verliuft und der Ablenkrichtung des opiischen Ablenkelementes
25 entspricht, sowle ein Lichistrom, der linesr in der Richtung
I senkrecht zur Richtung D abgelenkt wurde, werden unterschied-
lich gebrochen und iber unterschiedliche cptische Wege 262 und
26b weiltergeleitet. Die Polarisationsrichtungen des polarisiesr-
ten Lichtes werden so gewdZhlt, daf sie mit den Polarisierungs-
richtungen der ILichtstrdme Ubereinstimmen, die das Strichmuster
12 auf der Skalenplatte 11 iiber den Bestrahlungsmechanismus ab-
wechselnd erleuchten. Insbesonders stimmt die Polarisierungs-
richiung der polarisierten ILichistrahlen P', die durch den Durch-



gang dexr polarisierten Lichtstrahlen P durch den Halbspiegsl

15 gebildet wird, mit der Polarisierungsrichitung D iliberein.

Die Polarisierungsrichtung der polarisierten Lichistrahlen G,
die durch die Reflektion der polarisierten Lichtgitrshlen Q im
Unlenkspiegel 17 erzielt wird, stimmt mit der Polarisierungs-
richtung E liberein. Demgem#f schlagen die polarisierten Licht-
strahlen P' und Q' nach ihrem Durchgang durch das optische Ab-
lenkelement 25 unterschiedliche optische Wege ein, um den Spalt
24a der Spaltplatte 24 zu erleuchten. Genausr gesagt, nimmt

der polarisierte Lichtstrahl P' den rechien Weg 26a, wird
durch den Spelt 24a der Spaltplatte 24 geleitet und wird auf
einen lichtelektrischen Wandler 28 fokussiert, nachdem er XKon-
denserlinsen 27 passiert hat. In Zhnlicher Weise nimm?t der po-
larisierte Lichtstrahl Q' den linken optischen Weg 26b und ge-
langt durch den Spalt 24a und die XKondensorlinsen 27 zum lichi-
elektrischen Wandler 28. _
Bin elekirisches Signal, das durch den lichtelektrischen Wand-
ler 28 umgewandelt wird, wird in einen Synchronversitdrker 30
elngespeist, nachdem es durch einen Vorverstidrker 29 versiirks
wurde. Der Synchronverstdrker 30 verstirkt das Bingangssignal
in Synchronitit mit der Zeitsteuerung der abwechselnden Beleuch-
tung mittels des polarisierten Lichtstirahlenpaares, das vom Be-
strahlungsmechanismus asusgeht. Das iusgangssignal des Synchron-
verstirker 30 wird durch ein Anzeigeinstrument 31 in Form einer
Verschiebung des Strichmusters 12 auf der Skalenplatte 11 ange-
zeigt, Die Bezugszahl 32 kennzeichnet einen Lichtunterovrechsr,
der guf der Zerhackerscheibe 20 fiir den Nechweis der Zeitsteus~
rung der abwechselnden Beleuchtung mittels der polarisisrian
Lichtstraheln P und Q durch die Zerhackerscheibs 20 hindurch,
montiert ist. Der Zerhacker 20 liefert ein Bezugssignal zum
Syanchronverstdrker 30,

Mittels einer solchen Anordnung und durch die abwechselndes
Beleuchtung mittels linear und in senkrechien Richtungen des
polarigierfen Lichistrahlenpaares P' und Q' und durch das op-
tische Ablenkelement 25 wird ein Lichistrom (der Positions-
informationen enthilt), der von einem Strichmuster 12 auf der
Skalenplatte 11 abgegeben wird, asbwechselnd Uber die optischen
Wege 26a und 27b, durch den Spalt 24z und dis Kondensorlinsen



27 geleitet und erreicht den lichtelektrischen Wendler 28.
Vom lichielsktrischen Wandler 28 aus betrachtet entspricht

c
dies einem ®all, bei dem der Binzelspalt 24z einer Positio
nachweisstelle entspricht, die mechanisch erschiittert wird

@

Demgemif kann die- Verschiebung des Strichmusters 12 auf der
Skalenplatte 11 nachgewiesen werden.

Des weiteren wird kein mechanigcher Vibrator bendtigt, um

einen Iichtstrom zu modulieren, der auf den lichtelektrischen
Fandler 28 f8llt, wodurch die Verschiebung eines Vibrations-
zentrums, die durch die mechanische Vibration verursacht wird,
ausgeschaltet ist. Deshalb ist es mdglich, die Stellung der
Strichskala 12 suf der Skalenplatte 11 mit grofier Gerauigkeit
nachzuweisen. Von den BErfinderm duxrchgefiihrte Versuche zeigen,
daB ein HuBerst genausr Positionsnachweis von I 0,01 /% er=
reichbar ist. Dieses Verfahren des Stellungsnachweises ist
nicht kompliziert. Des weiteren ist die Binstellung des licht-
elektrischen Mikroskopes im Vergleich zum lichtelektrischen
Mikroskop mit dem Doppelbeugungssystem sehr einfsch,

Pigur 4 zeigt eine schematlische Darstellung einer zwslten Aus-
fihrungsform dieser Eriindung, Zs werden gleiche Bezugszahlen
fir die Kennzeichnung von gleichen oder Zguivalenten Teilen ge-
mE8 Figur 1 verwendet., Der Hauptunterschied zwigchen diessr
Augfihrungsform und der oben erwihnten destent in der Verwsn-
dung eines elektrooptischen Modulgtors 33. Bei dem elsktroop-
tigchen Modulaitor 33 kann es sich um eine Pockels-Zelle han-
deln, beil der ein elekirisches Peld der Ausrichiung gemid Figur
5 an einem KDP-Kristall (Xaliumhydrogenphosphat) 100 z.B.'ange—
legt wird, damit Licht in der Richitung des elektrischen Feldes
hindurchgeleitet werden kann, oder, um sine Xerr-Zelle, bel

der ein elektrisches Feld mit der Ausrichiung gemif Figur © an

-
-

einem Nitrovenzolkristall 102 angelegt wird, damit Licht iz der
Richtung senkrecht zum elektrischen Feld hindurchgeleitet wer-
den kann. Der elekirocoptische Modulgtor 33 kann polarisierte
Lichtstrahlen, deren Polarisationsebsnen senkrecht zusinandsr
ausgerichtet sind, durch das intermittierende Anlegen einer
festen Spanmung in Abn&ngigkeit eines Kennwertes eines licht-
durchlgssigen Mediums, d.h. durch Anlegen einer Halbwellenspan~
mung, bilden. Wenn aine’Rechteckwechselspannung mit einem Ausg-
_lastungsgrad von 50 %, d.h. einem Ealbwellensparnungsspitzen-
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lichen der gleiche wie jener der zweiten Ausfilhrungsform gemil
Figur 4.

Eine weitere erfindungsgeméﬁe AusTithrungsform eines lichtelek-
trigschen Mikroskopes wird unter Bezugnehme auf Figur 11 beschrie-
ben. Bei dieser Ausfilhrungsform werden ein erster und ein zwei-
ter Lasergenerator 50 und 51 flir die Erzeugumng von polarisier-
ten Lichtstrahlen P und Q mit Polarissiionsebenen, die senkrecht
zueinender ausgerichtet sind, verwendet. Der erste und der zwei-~
te Lasergenerstor 50 und 51 erzeugen pélarisierte Lichtstrahlen
P bzw. Q. Ein Treiber 52 steuert die Zeifgabe Ifir die durch die
Lasergeneratoren 50 und 51 erzeugien polarisisrten Lichtstrahlen
P und Q, wobei die polarisierten ILichtstrahlen P und Q abwechselnd
erzeugt werden. Der polarisierte Iichtstrahl P wird durch den
Halbspiegel 53 flir die Beleuchtung des Strichmusters 12 reflsk-
tiert. Der polarisierte ILichitstrahl Q passiert den Halbspisgel
53 flr die Beleuchtung des Strichmusters 12. Der Ubrige Aufbau
dieger Ausfihrungsform ist im wesentlichen der gleiche wie bei
der zweilten Ausfiihrungsform, so da8 hier nichit nZher darsuf ein-
gegangen wird. '
Es ist offensichtlich, daf diese Erfindung nicht auf die oben
erwéhnten Ausfiihrungsformen beschrénkt ist. Zum Beispiel kann
der Bestrahlungsmechanismus, der unterhaldb des zu betrachtenden
Gegenstandes angeordnet ist beil diesen Ausfiihrungsformen auch
cberhalb des Objektes angeordnet sein, und als reflekiierendes
Bestrahlungssystem eingesetzt werden. Die Polarisationsplatien
18 wnd 19, die alg Polariskope verwendet werden, konnen durch
Gerdte, die natlirliches Licht in linear polarisiertes ILicht um-
wendeln, und zwar 3. B. durch Polarisstionsprismen ersetzt wer-
den. Die optischen Ablenkelemente, die bel den oben erwdhnten
Augfihrungsformen eingesetzt werden, wie beispielsweise eins
Savart~Platte konnen belisbige Elemente sein, die eine Ablenk~
funkftion haben., Die optischen Ablenkelemente kOnnen auch zwi-
schen dem Objektiv 21 und der Skalenplatte 11 angeordnet sein.
Zs ist selbsiversténdlich, daB diese Erfindung innerhaldb ihres:
Geltungsbereiches vielf#li{ig abgewandelt und medifiziert werden
kann.,
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Lichtelektrisches Festepaltm krosg D, bestehend zus: einer Be-
srshlungsvorrichtung fiir die Bestrahlung eines Strichmuste
iiber einem mittels Licht zu vetrachtenden Objekt, siner Bild-
erzeugungsvorrichtung fir die Erzeugung einss Bildss von denm
Strichmuster mittels Licht, mit dem das Strichmuster beleuch-
tet wird, einer Einzelspeltvorrichtung, die an einer Stelle

angsordnet ist, die dem Strichmuster In bezug auf die Bilder-
+

zsugungsvorrichtung zugeordnet ist, so deB ein Bild ar disser
Spals orrlcnuuﬂg gebildet wird, wobei die Spalfvorricntung in

ezug auf das Bild des Strichmusters vibrlerd, elnem lich
trischen Wandler fir die Umwandlung des durch die Spaltvor-

richtung geschickten Lichtes in esin elektrisches Signal, eilner
Symehrongleichrichtervorrichiung fiir die eichrichtung des
elektrischen Signals, das aus dem lichtelskirischen Wandler

in Synchronitdt mit der relativen Vibration zur Erzeugung
eines gleichgerichteten Signals kommb, einer Anzeigevorrich-
tung fiir die Anzeige des gleichgerichisten Signals, gskesnn-
zeichnet dadurch, daB die Bestrahlungsvorrichtung (13 bis
20, 33 bis 35, 40, 42, 50 bis 53) ein polarisiertes Lichi-
gtrahlenpaar (P', Q') erzeugt, dessen T e
senkrecht zuelnander und abwechselnd zu bestimmbten Zeif
das Strichmuster beleuchuen, einer optische:

tung (25) zwischen dem Strichmuster und der Spaliverrichiung,
so daB das polarisierte Lichistrahlenpaar vom Strichmuster
aus in uwnterschiedlichen Richtungen (26a, 26b) abgelenks
wird, und das von der optvischen Ablenkvorrichiung abgelenk-
te polarisisrite Lichistrahlenpaar perlcodisch unferschlied-
liche Abschnitte der Spalivorrichiung beleuchiet.
Lichtelektrisches Festspalitmikroskop nach Punkt 1, gekenn-
zeichnet dadurch, daB die Begtrahlungsvorrichitung eine .
Lichtquelle (13), ein Paar Polariskope (18, 19) fir die

~
cer

Polarisierung des

o]

[0}

u ichtquelle aasureuenden Lich-
tes in senkrecht zueinander susgerichiteten Dbenen, eine
Zarhackerscheibe (20) fiir die Zerhackung eines polarisier-
ten Lichtstrahlenpaares, das eus den Polariskopen austritt,
und eine optische Vorrichtung (15, 17) fiir die Beleuchtung

des Strichmusters ilber dem mittels des pola-

[
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rigierften und von der Zerhackervorrichitung ausgewghliten
linear polarisierten Lichtes zu betrachienden Objekt umfalBs.

Lichtelekirisches Festspaltmikroskop gemiB N~Fffkt 1, ge-
kennzeichnet dadurch, daB die Bestrahlungsvorrichtung eine
Lichtquelle (13), einen elektrooptischen Modulator (33) fiir
die Umwandlung dss aus der Lichtquelle sustretenden Lichtes
in polarisiertes Licht, deren Polarisierungsrichiungen ab-
wechgelnd senkrscht aufeinanderstehen, und eine optische Vor-
richtung (34) flir die Beleuchtung des Strichmusters iiber dem
mittels des polarisierten Lichtes zu betrachtenden Objekt,
wobel das Licht von der elektrooptischen Umwandlervorrich-

tung gebildet wird, umfaBt.

Lichtelektrisches Festspaltmikroskop gem#Bl Punkt 1, gekenn-
zelchnet dadurch, daB die Bestrahlungsvorrichtung eine ILichi-
quelle (13), eine magnetopptische Wandlervorrichtung (40) fiir
die Polarigierung des von der Lichtquelle kommenden ILichtes
in polarisierte Lichisitrahlen, deren Richtung senkrecht zu
einander verliuft, und eine optische Verrichtung (34) fiir

die Beleuchiung des Strichmusters, das oberhalb des mittels
der polarigierten durch die magnetooptische Wandlervoralon—
tung gebildeten Lichtstrahlen zu betrachitenden Objektes ange-
ordnet ist, umfaBt.

Lichtelektrischss Festspaltmikroskop nach Punkt 1, gekenn-
zgichnet dadurch, daB8 dis Bestrahlungsvorrichtung eine erste
Laservorrichtung (50) fiir die Erzeugung von polarisiertem
Licht mit einer gegebenen Polarisationsebens, eine zweiie
Laservorrichtung (51) fiir die Erzeugung von polarisisriem
Iicht mit{ einer Polarisationsebene senkrechi zur Polarisa-
tionsebene des polarisierten Lichies von der ersten Laser-
vorrichtung, eine Selektionsvorrichtung (52) fiir die periodi-
sche Auswahl eines polarisierten ILichi strahlenpaarss, von
der ersten und zweiten Laservorrichtung, und ein optisches
System (53) fir die‘Beleuchtung des Strichmusters Uber dem
mittels des polarisierten und durch die Selektionsvorrich-
tung ausgewidhlten Lidhtstrahlenpaares beleuchteten zu be-



——

trachtenden Objekt umfalt.
6. Lichtelektrisches Festspaltmikroskop nach Punkt 1 bis 5, ge-

kennzeichnet dadurch, daB die optische Ablenkvorrichtung
eine Savart-Platte (21) ist.

- Hierzu 6 Blatt Zeichnungen -
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